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(57) Пристрій для опромінення ізоляційних матері-
алів електронним пучком, який містить імпульсне 
джерело високої напруги, зв'язане послідовно з 
автоемісійним катодом через високовольтне уве-
дення та розташоване співвісно осі симетрії авто-
емісійного катода, розміщеного в прискорювальній 
камері, з анодною діафрагмою та двома котушка-
ми фокусування, який відрізняється тим, що ім-
пульсне джерело високої напруги зв'язане перпе-
ндикулярно осі симетрії автоемісійного катода, 
який виконано кільцевим, дисковим, вістряним, 
оснащеним тороїдальним металевим електроста-
тичним екраном та розташованим всередині ваку-
умної прискорювальної камери з трубчастим осе-
симетричним вікном виводу пучка електронів до 
атмосфери. 
 
 
 
 
Корисна модель відноситься до прискорюва-
льної техніки і може бути використана для опромі-
нення електронним пучком ізоляційних матеріалів 
кабельно-провідникової продукції, яка має осеси-
метричну конструкцію. 
Відомо пристрій для опромінення труб, який 
містить вакуумну прискорювальну камеру, скані-
руючий магніт, вікно виводу пучка електронів до 
атмосфери та поворотні магніти [1]. 
Однак, при роботі відомого пристрою при оди-
ночному проході виробу відбувається його неод-
норідне по поверхні опромінення в напрямку осі 
симетрії, що приводить до неефективного опромі-
нення виробу. 
Найбільш близьким за технічною сутністю та 
найбільшою кількістю істотних ознак до запропо-
нованого технічного рішення, яке взято за прото-
тип, є пристрій для опромінення [2]. 
Пристрій для опромінення містить імпульсне 
джерело високої напруги, вакуумну прискорюва-
льну камеру з автоемісійним катодом, анодною 
діафрагмою та двома котушками фокусування. 
Недоліком прототипу є неможливість рівномі-
рного опромінення електронним пучком поверхні 
та об'єму оброблюваного виробу при одиночному 
проході виробу через опромінюючий пристрій. 
Пристрій не має осесиметричного вікна вивода 
пучка до атмосфери. 
Задачею цього технічного рішення є створення 
пристрою для опромінення ізоляційних матеріалів 
електронним пучком, в якому нове виконання ав-
тоемісійного катода та розміщення його відносно 
імпульсного джерела високої напруги і нове вико-
нання прискорювальної камери дозволяє підвищи-
ти ефективність опромінення ізоляційних матеріа-
лів. 
Поставлена задача вирішується тим, що у ві-
домому пристрої, який містить імпульсне джерело 
високої напруги, зв'язане послідовно з автоемісій-
ним катодом через високовольтне уведення та 
розташовано соосно осі симетрії автоемісійного 
катода, розміщеного в прискорювальній камері, з 
анодною діафрагмою та двома котушками фокусу-
вання, згідно корисної моделі, імпульсне джерело 
високої напруги зв'язане перпендикулярно осі си-
метрії автоемісійного катода, який виконано кіль-
цевим, дисковим, вістрійним, постаченим тороїда-
льним металевим електростатичним екраном та 
розташованим всередині вакуумної прискорюва-
льної камери з трубчастим осесиметричним вікном 
виводу пучка електронів до атмосфери. 
Це дозволяє підвищити ефективність опромі-
нення ізоляційних матеріалів при роботі пропоно-
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ваного пристрою для опромінення ізоляційних ма-
теріалів електронним пучком шляхом одночасного 
рівномірного опромінення електронним пучком 
осесиметричної поверхні та об'єму оброблюваного 
виробу. 
Однак, у відомому пристрої для опромінення 
неможливо виконати опромінення виробу однорід-
не по поверхні продовгуватого тіла за один прохід, 
що приводить до його неефективного опромінен-
ня. 
Порівняльний аналіз пропонованої корисної 
моделі з прототипом показує, що пропонований 
пристрій для опромінення ізоляційних матеріалів 
електронним пучком відрізняється від відомого 
тим, що імпульсне джерело високої напруги зв'я-
зане перпендикулярно осі симетрії автоемісійного 
катода, який виконано кільцевим, дисковим, віст-
рійним, постаченим тороїдальним металевим еле-
ктростатичним екраном та розташованим всере-
дині вакуумної прискорювальної камери з 
трубчастим осесиметричним вікном виводу пучка 
електронів до атмосфери. 
Розміщення джерела високої напруги перпен-
дикулярно осі симетрії автоемісійного катода, та 
виконання його кільцевим, дисковим, вістрійним, 
постаченим тороїдальним металевим електроста-
тичним екраном та розташованим всередині ваку-
умної прискорювальної камери з трубчастим осе-
симетричним вікном виводу пучка електронів до 
атмосфери дозволяє сформувати пучок електро-
нів високої щільності на його осі за рахунок емісії 
електронів, яка здійснюється з великої довжини 
вістря і збільшується щільність струму прискоре-
них електронів у напрямку опромінювального ви-
робу. 
Ефективність опромінення ізоляційних матері-
алів при роботі пропонованого пристрою в порів-
нянні з відомим прототипом більше тому, що за 
один прохід відбувається одночасне однорідне 
опромінення виробу по його осесиметричній пове-
рхні. 
Таким чином, запропонований пристрій для 
опромінення ізоляційних матеріалів електронним 
пучком відповідає критерію «новизна». 
Порівняння запропонованого технічного рі-
шення з прототипом та іншими технічними рішен-
нями в даній галузі техніки показує, що імпульсне 
джерело високої напруги зв'язане перпендикуляр-
но осі симетрії автоемісійного катода, який вико-
нано кільцевим, дисковим, вістрійним, постаченим 
тороїдальним металевим електростатичним екра-
ном та розташованим всередині вакуумної прис-
корювальної камери з трубчастим осесиметрич-
ним вікном виводу пучка електронів до 
атмосфери. 
Таке виконання пристрою для опромінення 
ізоляційних матеріалів електронним пучком до-
зволить підвищити ефективність опромінення при 
його роботі за рахунок одночасного опромінення 
виробу. 
Таким чином, все описане вище відрізняє про-
понований пристрій для опромінення ізоляційних 
матеріалів електронним пучком від відомих техні-
чних рішень і показує, що запропоноване технічне 
рішення має суттєві ознаки. 
Пристрій для опромінення ізоляційних матері-
алів електронним пучком пояснюється фіг. 
Пристрій для опромінення ізоляційних матері-
алів електронним пучком містить імпульсне дже-
рело високої напруги 1, з'єднане послідовно через 
високовольтне уведення 2 з автоемісійним като-
дом 3, постаченим тороїдальним металевим елек-
тростатичним екраном 4, розташованим всередині 
вакуумної прискорювальної камери 5, яка містить 
анодну діафрагму 6, дві котушки фокусування 7 і 
трубчасте осесиметричне вікно 8 виводу пучка 
електронів до атмосфери, через яке електрони 
проходять у напрямку осі симетрії, і вакуумні щіль-
ності 9. Трубчасте осесиметричне вікно 8 виводу 
пучка електронів заземлено на металеву трубу 10. 
Виріб 11, який опромінюють, розташовують в ат-
мосфері на осі симетрії трубчатого осесиметрич-
ного вікна 8 виводу пучка електронів. 
Пристрій для опромінення ізоляційних матері-
алів електронним пучком працює наступним чи-
ном. Імпульсне джерело високої напруги 1 формує 
прямокутні імпульси мінусової відносно землі по-
лярності з амплітудою до 10 MB, які через високо-
вольтне уведення 2 надходять на кільцевий, дис-
ковий, вістрійний автоемісійний катод 3, 
постачений тороїдальним металевим електроста-
тичним екраном 4, який служить для вирівнювання 
електричного поля, що усуває розвиток пробою на 
стінки вакуумної прискорювальної камери 5. Елек-
тричне поле, яке виникає в зазорі між автоемісій-
ним катодом 3 і заземленою анодною діафрагмою 
6 при прикладанні прискорювальної напруги при-
водить до витягування електронів з вістря автое-
місійного катода 3 і прискорює їх у напрямку осі 
симетрії прискорювальної камери 5. Автоемісійний 
катод 3 дозволяє формувати осесиметричний пу-
чок електронів. Дві котушки формування 7, які 
утворюють зустрічне магнітне поле, фокусують 
електронний пучок, який з вакууму виходить в об-
роблюване середовище через трубчасте осесиме-
тричне вікно 8. Вакуумну прискорювальну камеру 
5 відкачують на вакуум безупинно. Рух виробу 11, 
який опромінюють, спрямовано уздовж осі симетрії 
вакуумної прискорювальної камери 5. Виріб 11 
пропускають по осі симетрії трубчастого вікна 8 
виводу пучка електронів і проводять рівномірне 
опромінення по всій його поверхні. Дозу опромі-
нення регулюють швидкістю руху виробу 11 уз-
довж осі симетрії трубчастого осесиметричного 
вікна 8 виводу пучка електронів, частотою посилок 
і тривалістю прискорювальних імпульсів, величи-
ною струму і енергією пучка електронів. 
Використання пропонованого пристрою для 
опромінення ізоляційних матеріалів електронним 
пучком дозволяє збільшити ефективність опромі-
нення осесиметричних виробів при його роботі, за 
рахунок формування осесиметричного пучка елек-
тронів, що всебічно опромінює виріб у напрямку 
його осі симетрії за один прохід. 
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